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LETTERS 

Asymmetric diffusion as a key mechanism in Ni/Al energetic multilayer processing: A
first principles study
M. Petrantoni, A. Hemeryck, J. M. Ducéré, A. Estève, C. Rossi, M. Djafari Rouhani, D.
Estève and G. Landa
J. Vac. Sci. Technol. A 28, L15 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3491182

 V IEW DESCRIPTION

Application of contactless electroreflectance to study the epi readiness of  ­plane
GaN substrates obtained by ammonothermal method
R. Kudrawiec, R. Kucharski, M. Rudziński, M. Zając, J. Misiewicz, W. Strupiński, R.
Doradziński and R. Dwiliński
J. Vac. Sci. Technol. A 28, L18 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3504359
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EDITORIAL 

EDITORIAL
Gerry Lucovsky
J. Vac. Sci. Technol. A 28, P1 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3511690

 V IEW DESCRIPTION

REVIEW ARTICLE 

Adsorbate­enhanced transport of metals on metal surfaces: Oxygen and sulfur on
coinage metals
Patricia A. Thiel, Mingmin Shen, Da­Jiang Liu and James W. Evans
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1285 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490017

 V IEW DESCRIPTION

ARTICLES 

Influence of deposition parameters on the microstructure and properties of nitrogen­
doped diamondlike carbon films
L. Sun, H. K. Li, G. Q. Lin and C. Dong
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1299 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3482010

 V IEW DESCRIPTION

Intrinsic  ­type ZnO films fabricated by atmospheric pressure metal organic chemical
vapor deposition
Yen­Chin Huang, Zhen­Yu Li, Li­Wei Weng, Wu­Yih Uen, Shan­Ming Lan, Sen­Mao
Liao,Tai­Yuan Lin, Yu­Hsiang Huang, Jian­Wen Chen and Tsun­Neng Yang
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1307 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3484138
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 V IEW DESCRIPTION

Numerical simulation of turbomolecular pump over a wide range of gas rarefaction
Felix Sharipov
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1312 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3484139

 V IEW DESCRIPTION

Reflectance and substrate currents of dielectric layers under vacuum ultraviolet
irradiation
H. Sinha, D. B. Straight, J. L. Lauer, N. C. Fuller, S. U. Engelmann, Y. Zhang, G. A.
Antonelli,M. Severson, Y. Nishi and J. L. Shohet
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1316 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3488594

 V IEW DESCRIPTION

Comparative study on passivation of   near­surface
quantum well
Suparna Pal, S. D. Singh, S. Porwal, S. W. D’Souza, S. R. Barman and S. M. Oak
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1319 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490021
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Control of bombardment energy and energetic species toward a superdense titanium
nitride film
Zhigang Xie, Adolph Miller Allen, Mei Chang, Phillip Wang and Tza­jing Gung
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1326 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490018

 V IEW DESCRIPTION

Surface texture and wetting stability of polydimethylsiloxane coated with aluminum
oxide at low temperature by atomic layer deposition
Joseph C. Spagnola, Bo Gong and Gregory N. Parsons
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1330 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3488604
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Structural and electrical properties of   thin films deposited on ZnO by metal
organic chemical vapor deposition
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Influence of the oxidation conditions on the structural characteristics and optical
properties of zinc oxide thin films
A. P. Rambu, D. Sirbu and G. I. Rusu
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1344 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3484243
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pulsed electron beam treatment
Kemin Zhang, Jianxin Zou, Thierry Grosdidier and Chuang Dong
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1349 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3490019

 V IEW DESCRIPTION

Unique cryogenic pumping array for low sticking coefficient gas flows
Cedrick Ngalande and Andrew D. Ketsdever
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1356 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3497029

 V IEW DESCRIPTION

Influence of temperature on the hydrogenated amorphous carbon films prepared by
plasma­enhanced chemical vapor deposition
Jiung Wu, Yi­Lung Cheng and Ming­Kai Shiau
J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1363 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3497025

 V IEW DESCRIPTION

Influence of strain on the hexagonal motifs of the Ir(100) surface reconstructions: A
first­principles study
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J. Vac. Sci. Technol. A 28, 1366 (2010); http://dx.doi.org/10.1116/1.3497027
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Effect of sample bias on backscattered ion spectroscopy in the helium ion microscope
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ARTICLES 

Structural and optical properties of yttrium oxide thin films for planar waveguiding
applications
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